
寒川教授が応用物理学会第８回プラズマエレクトロニクス賞を受賞 

 

本年の応用物理学会プラズマエレクトロニクス賞に寒川教授の論文が選出され

ました。本論文は、寒川誠二氏が２００１年に提案したプラズマ照射ダメージ

をモニタリングするオンウエハモニタリング技術に関し、8インチサイズのシリ

コン基板上に作製したオンウエハセンサにより実際の量産プラズマエッチング

装置での電荷蓄積ダメージ量とその電荷蓄積メカニズムについて詳細に議論し

たものです。オンウエハセンサによる基板表面での電荷蓄積量測定について、

量産レベルで測定に成功した世界で初めての例である点で極めて画期的な論文

です。また、従来ブラックボックスであったプラズマ照射ダメージを定量的且

つ簡易に測定できるため、学術への大きな貢献ばかりではなく、産業界への大

きな貢献も評価されました。既に、寒川教授の提案したオンウエハモニタリン

グ技術は実用化され、市場での評価も始まっており、プラズマプロセスの信頼

性向上に大変大きな貢献を果たしています。この受賞は寒川誠二教授、博士課

程２年の陣内佛霖君、大竹浩人准教授、三洋電機㈱・市橋 由成氏、沖セミコン

ダクター宮崎㈱・折田 敏幸氏、東京エレクトロン技術研究所（株）・橋本 潤氏

との共同受賞です。東海大学湘南キャンパスで行われる春季応用物理学会講演

会にて、３月１７日 授賞式が開催されました。尚、受賞記念講演は９月に開催

される秋季応用物理学会で寒川教授が行う予定です。 
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